














































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US20130231566A1 公开(公告)日 2013-09-05

申请号 US13/772195 申请日 2013-02-20

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 JIN GIL JU
KIM MI RI
KIM JAE YK

发明人 JIN, GIL JU
KIM, MI RI
KIM, JAE-YK

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 B06B1/06 A61B8/42

优先权 1020120017002 2012-02-20 KR

其他公开文献 US9445782

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本申请涉及一种超声波探头及其制造方法，该超声波探头包括能够将电
信号施加到压电材料并设置在背衬层外部的连接器。超声波探头包括压
电材料，安装在压电材料的后表面上的背衬层，以及安装在背衬层的至
少一个侧表面上并电连接到压电材料的第一连接器。
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